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巻頭言 幹事長就任にあたって  重川秀実（筑波大学・物理工） 1 

研 究 ナノエレクトロニクスに向けた技術展開 

―その場・動作状態でのデバイス計測評価技術を中心にして―  

       VLSI 技術の進展と動作状態解析の重要性 3 

      動作中 FET のキャリア分布計測 13 

   電子線ホログラフィーによるデバイスの電界分布計測 19 

談話室 東京理科大学 本間研究室 26 
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表紙写真：p-n 接合近辺の電場 (a)ホログラム，(b)位相分布像 

（平山司氏，佐々木勝寛氏提供，詳しくは本誌 23 ページ参照） 


